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※概要（Summary ）： 

 

【相談内容】 

Si 基板に対する高アスペクト加工の新規技術開発の

為、ナノハブ装置を利用したい。 

 

希望利用装置 

 ・電子顕微鏡 

 ・３Dレーザー顕微鏡 

 ・触針式段差計 

 

【回答】 

上記の装置群を利用していただいて希望するデータ

を得る事が可能。 

 

【結果】H25年度自主事業として利用を計画。 

 

※実験（Experimental）： 

 技術相談の為割愛 

  

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

技術相談の為割愛 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

なし 

 

 

 


